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Problématique et objectifs

Résultats antérieurs ([11[2] pour plus de détails)

Réaliser un prototype précommercial de platine
porte-échantillon ayant des déplacements
millimétriques (10 x 10 mm?) avec des répétabilités
de positionnement nanométriques

Champs applicatifs : microscopie a champ proche et
lithographie (compatibilité au vide des prototypes)

L’objectif est d’étendre la gamme d’utilisation de ces
deux champs applicatifs tout en conservant la
finesse de déplacement

Premiers prototypes en cours de tests
Intégration en cours

A

/

Images millimétriques de guides d’onde : topographiques par AFM (a)
et optique par AFM-SNOM (b). Réalisées sur prototype de laboratoire
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1,1 mm

Premieéres réalisations

e

latine de translation (ISP System)

Guidage par lames flexibles
Motorisation par moteur linéaire électromagnétique
Micron d’Or 2010 pour un actionneur basé sur cette technologie

Premiéres mesures de rectitude (prototype qui sera amélioré en V2)
Bonne répétabilité
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Références :

Capteur optique 1 axe (LISV)

Résolution nanométrique

Gamme de mesure : > 10 mm
Faible colt

Linéarité 1 %

Répétabilité en cours d’évaluation
A étalonner
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